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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年4月16日(2015.4.16)

【公開番号】特開2013-181828(P2013-181828A)
【公開日】平成25年9月12日(2013.9.12)
【年通号数】公開・登録公報2013-050
【出願番号】特願2012-45786(P2012-45786)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｂ   9/02     (2006.01)
   Ｇ０１Ｂ  11/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｂ    9/02     　　　　
   Ｇ０１Ｂ   11/24     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成27年2月24日(2015.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　参照面からの参照光と被検面からの計測光との干渉による第１の干渉縞を検出して前記
被検面の形状を計測する計測装置であって、
　前記被検面に対する相対位置が固定され、前記計測光の一部が照射される振動検出面と
、
　前記振動検出面からの光と前記参照光との干渉による第２の干渉縞を前記第１の干渉縞
とともに複数回撮像する撮像素子と、
　撮像された前記第１の干渉縞と前記第２の干渉縞のデータを用いて前記被検面の形状を
求める処理部と、
を備え、
　前記処理部は、撮像回ごとに、撮像された前記第２の干渉縞から、前記参照面と前記振
動検出面との光路長差に対応する位相差を算出し、撮像回ごとに算出された各位相差から
前記参照面と前記被検面との相対振動を算出し、算出された相対振動と撮像された前記第
１の干渉縞のデータとを用いて、前記被検面の形状を算出することを特徴とする計測装置
。
【請求項２】
　前記振動検出面は、前記計測光の光軸に垂直な平面に対して傾斜するように配置されて
いることを特徴とする請求項１に記載の計測装置。
【請求項３】
　前記処理部は、撮像回ごとに算出された位相差から前記参照面と前記振動検出面との第
１相対振動を算出し、算出された前記第１相対振動から前記参照面と前記被検面との第２
相対振動を算出し、算出された前記第２相対振動と撮像された前記第１の干渉縞のデータ
とを用いて、前記被検面の形状を算出することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
の計測装置。
【請求項４】
　前記処理部は、前記振動検出面と前記参照面とによって形成されるキャリア周波数が重
畳された前記第２の干渉縞のデータをフーリエ変換して、フィルタリングにより前記振動
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検出面の情報を含むスペクトルのみを取り出した後、逆フーリエ変換して前記位相差を求
めることを特徴とする請求項３に記載の計測装置。
【請求項５】
　前記撮像素子で１方向に一定のピッチで順に並んでいる４つの画素における前記第２の
干渉縞の強度をそれぞれＩ１、Ｉ２、Ｉ３、Ｉ４とし、前記位相差をφとするとき、前記
処理部は、式
【数１４】

を用いて前記位相差φを求める、ことを特徴とする請求項３に記載の計測装置。
【請求項６】
　ａ（ｘ，ｙ）、ｂ（ｘ，ｙ）およびＨ（ｘ，ｙ）を前記被検面の点（ｘ，ｙ）における
未知の定数とし、前記参照光および前記計測光の波長をλとし、前記参照光の位相をシフ
トさせるごとに撮像された３以上のＮ枚の前記第１の干渉縞のうち第ｎ枚目に撮像された
前記第１の干渉縞の強度をＩ（ｘ，ｙ，ｎ）とし、第ｎ枚目の前記第１の干渉縞を撮像し
たときの、前記参照面と前記被検面との相対振動および前記参照光の位相のシフト量をそ
れぞれδz（ｘ，ｙ，ｎ）およびδφ（ｎ）としたとき、前記処理部は、式
【数１５】

で表わされるメリット関数Ｍを最小化するＨ（ｘ，ｙ）を前記被検面の点（ｘ，ｙ）にお
ける面位置として求める、ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載
の計測装置。
【請求項７】
　ａ（ｘ，ｙ）、ｂ（ｘ，ｙ）およびＨ（ｘ，ｙ）を前記被検面の点（ｘ，ｙ）における
未知の定数とし、光速をｃとし、前記参照光および前記計測光の周波数をδｆだけシフト
させるごとに撮像された３以上のＮ枚の前記第１の干渉縞のうち第ｎ枚目に撮像された前
記第１の干渉縞の強度をＩ（ｘ，ｙ，ｎ）とし、第１枚目の前記第１の干渉縞を撮像した
ときの前記参照面と前記被検面との光路長差に対応する位相差をφ０（ｘ，ｙ）としたと
き、前記処理部は、式
【数１６】

で表わされるメリット関数Ｍを最小化するＨ（ｘ，ｙ）を前記被検面の点（ｘ，ｙ）にお
ける面位置として求める、ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載
の計測装置。
【請求項８】
　参照面からの参照光と被検面からの計測光との干渉による第１の干渉縞を検出して前記
被検面の形状を計測する計測方法であって、
　前記被検面に対する相対位置が固定され、前記計測光の一部が照射される振動検出面か
らの光と、前記参照光と、の干渉による第２の干渉縞を前記第１の干渉縞とともに複数回
撮像する工程と、
　撮像回ごとに、撮像された前記第２の干渉縞から、前記参照面と前記振動検出面との光
路長差に対応する位相差を算出する工程と、
　撮像回ごとに算出された各位相差から前記参照面と前記被検面との相対振動を算出する
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工程と、
　算出された相対振動と撮像された前記第１の干渉縞のデータとを用いて、前記被検面の
形状を算出する工程と、
を備えることを特徴とする計測方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の１つの側面は、参照面からの参照光と被検面からの
計測光との干渉による第１の干渉縞を検出して前記被検面の形状を計測する計測装置であ
って、前記被検面に対する相対位置が固定され、前記計測光の一部が照射される振動検出
面と、前記振動検出面からの光と前記参照光との干渉による第２の干渉縞を前記第１の干
渉縞とともに複数回撮像する撮像素子と、撮像された前記第１の干渉縞と前記第２の干渉
縞のデータを用いて前記被検面の形状を求める処理部と、を備え、前記処理部は、撮像回
ごとに、撮像された前記第２の干渉縞から、前記参照面と前記振動検出面との光路長差に
対応する位相差を算出し、撮像回ごとに算出された各位相差から前記参照面と前記被検面
との相対振動を算出し、算出された相対振動と撮像された前記第１の干渉縞のデータとを
用いて、前記被検面の形状を算出することを特徴とする。
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